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Anordnung zur zeilenweisen Abbildung von Zeichen mittels Lichtschaltmasken auf einen lichtempfindlichen

Aufzeichnungstrédger.

€) Die Erfindung betrifft einen Lichtmodulationskdrper {2),
In dessen Seitenflachen (3, 4, 5) Lichtschaltmasken (1), in
Form von magnetooptischen Modulatoren, von denen jeder
aus einer Matrix von Lichtschaltelementen besteht, ange-
ordnet sind, und deren aktivierten Reihen von Lichtschalt-
elementen auf eine gemeinsame Abbildungslinie (6) proji-
ziert werden. Hierzu sind Objektive (7) in zwei Reihen (8, 9)
in einer Optik (10) im Inneren des Lichtmodulationskdrpers
angeordnet. Die Objektive (7) weisen innerhalb einer Reihe
einen Abstand untereinander auf, und jedes Objektiv (7)
einer Reihe (8) steht mit den zu beiden Seiten benachbarten
Objektiven (7) der anderen Reihe (9) auf Liicke. Die von den
aktivierten Lichtschaltmasken (1) hindurchgelassenen
Lichtstrahlen werden durch optische Umlenkelemente {11,
11’} auf die Abbildungslinie projiziert. Die aktivierbare Zeile
bzw. Strecke g einer Lichtschaitmaske (1) wird durch das
zugeordnete Objektiv (7) beispielsweise als verkiirzte
Strecke b auf der Abbildungslinie 6 abgebildet.
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Anordnung zur zeilenweisen Abbildung von Zeichen mit-
tels Lichtschaltmasken auf einen lichtempfindlichen

Aufzeichnungstréger

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur zeilenweisen
Abbildung von Zeichen mittels Lichtschaltmasken auf
einen lichtempfindlichen Aufzeichnungstriger, mit einer
Optik zwischen dem Aufzeichnungstriger und den Licht-

schaltmasken.

Aus der DE-OS 28 12 206 ist ein optischer Drucker mit
einer Lichtquelle und einer zwischen dieser und dem
lichtempfindlichen Aufzeichnungstriger angeordneten
Schablone zur Abbildung der abzudruckenden Zeichen be-
kannt. Die Schablone ist als Lichtschaltmaske in inte-
grierter Dinnfilmtechnik ausgebildet, wobei ihre Licht-
schaltelemente durch einen Zeichengenerator elektro-
nisch steuerbar sind und fiir das von der Lichtquelle
st&ndig ausgestrahlte Licht an vorbestimmten Zeichen-
rasterpunkten je nach dem Schaltzustand transparent
oder lichtundurchlédssig sind.

Eine integrierte Lichtmodulationsmaske ist in der

DE-OS 26 06 596 beschrieben und baut auf der Lichtmodu-
lation durch magnetooptische Speicherschichten, wie bei-
spielsweise Eisengranatschichten auf, die aus einer
regelmdBigen Anordnung von Lichtschaltelementen beste-
hen, welche {iber aufgedampfte Leiterbahn- und Wider-
standsschichten rein elektronisch geschaltet werden.

Bei hoher Integrationsdichte kdnnen zeilenfdrmige
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Lichtschaltkomponenten mit {iber tausend Elementen auf-
gebaut werden.

In einer einfachen Bauform des bekannten optischen
Druckers nach der DE-OS 28 12 206 besteht die Licht-
schaltmaske aus einer Reihe von nebeneinander einzeln
oder'in Matrixform angeordneten Lichtschaltelementen,
die quer zur Transportrichtung des Aufzeichnungstrigers
angeordnet sind. Dadurch kOSnnen alle Zeichen einer gan-
zen Zeile abgedruckt werden.

Es ist auch aus dieser Offenlegungsschrift bekannt, die
Lichtschaltmaske aus einer Vielzahl von matrixfdrmig
angeordneten Lichtschaltelementen aufzubauen, wobei
sich deren anzahl nach der Anzahl der mSglichen Raster-
punkte aller Zeichen richtet, die auf einer gré&Beren
Fl&che des Aufzeichnungstrédgers gleichzeitig abgedruckt
werden sollen, beispielsweise auf der gesamten Schreib-
seite im Format DIN A 4. In einem derartigen Fall. ent-
spricht die Gr&Be der Lichtschaltmaske im allgemeinen
nicht den AusmaBen einer Schreibseite, so da8 zwischen
der Lichtschaltmaske und dem Aufzeichnungstridger eine
Optik angeordnet ist, die eine VergrdBerung des abzu-
druckenden Bildes bewirkt.

In der DE-0S 28 12 206 ist erwdhnt, daB auch eine Ver-
kleinerung des Bildes, 2z.B. beim Faksimile-Druck, denk-
bar ist, Jjedoch wird weder ein Hinweis noch eine Anre-
gung degeben, wie dies mit bekannten Lichtschaltmasken-

anordnungen, beil denen die Lichtschaltmasken beispiels-
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welse in einer Reihe liickenlos aneinandergrenzend oder
im Abstand zueilnander angeordnet sind, realisiert wer-

den kann, ohne daf ein Verlust an Aufldsung und Bild-
schidrfe auftritt.

Bei den aus den DE—Offenlegungssch?iften 26 06 596 und
28 12 206 bekannten linearen Anordnungen von Licht-
schaltmasken ist es in der Regel nicht mdglich, die
aktiven Lichtschaltmasken im gleichen oder gar verklei-
nerten MaRstab liickenlos auf eine Linie abzubilden, da
die Gehduseabmessungen der einzelnen Lichtschaltmaske
im allgemeinen grdBer, oder héchstens gleich der akti-
ven Lichtschaltmaske sein k&nnen. Ublicherweise ist
stets zwischen den entlang einer Linie angeordneten
Lichtschaltmasken ein lichtundurchlissiger Zwischenraum
vorhanden. Die Breite der aktiven Fliche der Licht-

schaltmaske ist stets kleiner als das RastermaB, nach
dem die Lichtschaltmasken angeordnet sind. Bei einer
scharfen Abbildung der Lichtschaltmasken mittels einer

Optik auf das Aufzeichnungsmaterial, wobei die Optik

vergrdpert, um eine liickenlose Aneinanderreihung der

Projektionsbilder der Lichtschaltmasken auf dem Auf-~
zeichnungsmaterial zu erhalten, entsteht eine ungleich-
formige Lichtintensitdtsverteilung, d.h. es treten
Streifen geringer Lichtintensitdt in Fldchen auf, die
mit konstanter Helligkeit belichtet werden sollen. Die
Gleichfdrmigkeit der Ausleuchtung in der Aufzeichnungs-
ebene 1l3Rt sich durch eine unscharfe 2Abbildung derxr
Lichtpunkte verbessern, jedoch tritt dann ein Verlust

an Aufldsung und Bildschdrfe auf, wie dies schon zuvor
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erwdihnt wurde. Verkleinert die dazwischen geschaltete
Optik die Abbildung, dann ist eine llickenlose Aneinan-
derreihung der Projektionen der aktiven Lichtschaltmas-

ken entlang einer Linie nicht méglich.

Es wurde auch schon vorgeschlagen, die Lichtschaltmas-
ken zickzackftrmig entlang von zwei Reihen anzuordnen,
wobel die Breite der einzelnen Lichtschaltmaske gleich
oder gr8Ber als das RastermaB gewdhlt wird. Bei einer
Bewequng des Aufzeichnungsmaterials senkrecht zu den
zwei Reihen von Lichtschaltmasken wird fiir ein Raster-
maB gleich der Breite der einzelnen Lichtschaltmaske
eine v8llig gleichfdrmige Lichtverteilung erzielt, wenn
die Lichtschaltmasken auf den Zustand lichtdurchlissig
geschaltet sind, wdhrend bei einer Breite der Licht-
schaltmaske grdBer als das RastermaB eine Uberlappung
der Belichtung erhalten wird.

Dieser Vorschlag ermdglicht zwar eine gleichfdrmige
Lichtintensit&tsverteilung entlang der Abbildungslinie,
16st jedoch nicht das Problem einer liickenfreien Abbil-
dung im gleichen oder verkleinerten MaBstab, wenn davon
ausgegangen wird, daB das Gehduse einer Lichtschaltmaske
grdBere oder hdchstens gleiche Abmessungen hat, wie der
aktive lichtschaltende oder lichtmodulierende Teil. Es
kann dann das Projektionsbild der Lichtschaltmasken nur
im vergrdBferten oder h&chstens gleichen MaBstab abgebil-
det und gleichzeitig liickenlos aneinandergereiht werden,
wenn die Gehduse der Lichtschaltmaske in der zur Projek-
tionsebene konjugierten Fl&che in nur einer Linie aufge-

stellt werden kOnnen.



10

15

20

25

30

0080133

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG i

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung zur
liickenfreien, zeilenweisen Abbildung von Zeichen mit-
tels Lichtschaltmasken auf einen lichtempfindlichen
Aufzeichnungstridger im gleichen oder verkleinerten MaB-
stab zu schaffen, bei der kein Verlust an Aufldsung und
Bildschirfe, insbesondere an Lichtgtarke, die durch das
fongngsverhéltnis des einzelnen Objektivs festgelegt

ist, auftritt und die einen kompakten Aufbau besitzt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgem&dBf dadurch geldst, daB
die Optik aus zumindest zwei Reihen von Objektiven be-
steht, die innerhalb einer Reihe mit Abstand zueinander
angeordnet sind und daB die Objektive der Reihen zuein-

ander auf Licke stehen.

In Weiterbildung der Erfindung steht jedes Objektiv einer

Reihe mit den zu beiden Seiten angrenzenden Objektiven

der benachbarten Reihe in Beriihrung.

Eine besonders kompakte Bauweise ergibt sich dadurch,
daB jeder Lichtschaltmaske ein Objektiv zugeordnet ist,

daf die Lichtsschaltmasken und die zugehdrigen Objek-
tive in einem quaderfdrmigen Lichtmodulationskdrper in-
tegriert sind, und daB die Lichtschaltmasken in
aufeinander senkrechten AuBenfldchen des Lichtmodulati-

onskdrpers angeordnet sind.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung erfolgt
die seitliche Versetzung der Objektive innerhalb einer

Reihe und die seitliche Versetzung zweier Reihen zuein-
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ander in Ubereinstimmung mit einem vorgegebenen Abbil-
dungsmaB8stab der Lichtschaltmasken durch die Objektive
auf eine gemeinsame Abbildungslinie.

Durch die Anordnung der Lichtschaltmasken in den Sei-
tenfldchen des Lichtmodulationskdrpers und die seitli-
che Versetzung der Objektive in Abhdngigkeit von dem
AbbildungsmaBstab ist eine verkleinerte und 1liickenlose
Abbildung von Rasterpunkten durch die Lichtschaltmasken
auf die gemeinsame Abbildungslinie mdglich. Die weitere
Ausgestaltung der Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen

der iibrigen Patentanspriiche.

Eine solche Anordnung hat den Vorteil, daB bei einer
Abbildung mit verkleinertem MaBstab die Lichtschaltmas~
ken lineare Abmessungen grdBer als der Objektiv-Durch-
messer aufweisen kSnnen und trotzdem der Platzbedarf
fiir die Lichtschaltmasken in L3&ngsrichtung des Lichtmo-
dulationskdrpers kleiner ist als bei den bekannten
linearen Anordnungen aus Objektiven und den dariiber be-
findlichen Lichtschaltmasken.

Von Vorteil ist auch, daB schridg durch die Objektive ab-
gebildet wird, so daB die Objektive und die abzubildenden
Lichtschaltmasken nicht mehr in einer Reihe angeordnet
werden miissen, obwohl deren Projektionsbilder liickenlos
aneinandergereiht werden kénnen und da8 Hilfselemente wie
Spiegel oder Prismen zur Umlenkung in den Strahlengang
eingeschaltet werden k&nnen, so daB8 mehrere Reihen von
abzubildenden Lichtschaltmasken gebildet werden ko&nnen,
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deren Projektionsbilder liickenlos aneinandergereiht in

einer Linie abbildbar sind.

Beide Mdglichkeiten kdnnen sowohl einzeln als auch vor-

teilhaft kombiniert angewandt werden.

L

Die Erfindung wird im folgenden anhand von zeichnerisch

dargéstellten Ausfiihrungsbeispielen niher erliutert.

Es zeigen:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

eine perspektivische Ansicht einer Ausfih-
rungsform eines Lichtmodulationsk&rpers mit in

drei Fl&dchen angeordneten Lichtschaltmasken,

eine schematische Schnittansicht der Anordnung
nach Fig. 1,

eine perspektivische Ansicht einer anderen
Ausfilhrungsform des Lichtmodulationskérpers
mit Lichtschaltmasken in drei Seitenflichen,

eine Draufsicht auf eine Objektivanordnung, die
in den Lichtmodulationskdrper nach Fig. 1 einge-

setzt werden kann,

eine schematische Schnittansicht einer weite-
ren Ausfihrungsform des Lichtmodulationskor-
pers 3dhnlich zu demjenigen nach Fig. 3, mit

Prismen anstelle von Spiegeln als Umlenkele-
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mente, und mit Anordnung der Objektive in einer
einzigen Reihe, und

Fig. 6 eine schematische Schnittansicht eines Licht-
modulationsk&rpers mit Spiegelobjektiven fiir
einen nichtquaderf&rmigen Lichtmodulationskdr-
per.

Ein in Fig. 1 perspektivisch gezeigter quaderfdrmiger
Lichtmodulationsk&rper 2 nimmt in drei Seitenflichen 3,
4 und 5 bekannte Lichtschaltmasken 1 auf, die aus einem
Trdgersubstrat mit einer Eisengranatschicht bestehen.
Eine derartige Lichtschaltmaske ist in der Deutschen 0Of-
fenlegungsschrift 28 12 206 beschrieben und ist derart
aufgebaut, daB auf der Eisengranatschicht ein elektri-
scher Leiter aufgedampft ist, auf dem wiederum an den
einzelnen Rasterpunkten eine Widerstandsschicht angeord-
net ist. Jeder Widerstandsschicht ist ein weiterer elek-
trischer Leiter aufgedampft. Der untere gemeinsame Leiter
ist Uber eine AnschluBklemme mit Erdpotential verbunden,
wdhrend die Ubrigen einzelnen elektrischen Leiter je-
weils einen eigenen AnschluBf besitzen. Die elektrischen
Leiter bilden zusammen mit den Widerstandsschichten
Lichtschaltelemente, die nebeneinander in einer Reihe g
und quer zur Transportrichtung S eines Aufzeichnungs-
trdgers 16 angeordnet sind. Jeder Lichtschaltmaske 1

ist ein Objektiv 7 zugeordnet und die Lichtschaltmasken
sind zusammen mit ihren Objektiven im Lichtmodulations-—
kS6rper 2 integriert. Die zentral im Lichtmodulations-~

korper 2 befindlichen Objektive 7 bilden in ihrer
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Gesamtheit eine Optik 10 aus zumindest 2zwei Reihen 8

und 9. Die Objektive innerhalb einer Reihe sind mit Ab-
stand zueinander angeordnet und Jjedes Objektiv einer
Reihe steht mit den zu seinen beiden Seiten liegenden
Objektiven der benachbarten Reihe auf Liicke (Fig. 1) oder

ol

berithrt diese (Fig. 4).

Die Qon den Lichtschaltelementen der einzelnen Licht-
schaltmaske 1 belegte Strecke g wird durch das 2zugeho-
rige Objektiv 7, das z.B. eine Abbildung im verkleinerten
MaBstab liefert, als Strecke b auf eine gemeinsame Ab-
bildungslinie 6 aller Objektive 7 projiziert. Die ein-

zelnen Projektionsstrecken b schlieBen liickenlos anein-

ander an.

Der Lichtmodulationsk&rper 2 befindet sich beispiels-
weise in einem nicht dargestellten Gehduse, in welchem
eine oder mehrere Lichtquellen vorhanden sind, welche
die Lichtschaltmasken 1 beleuchten. Sind die Licht-
schaltelemente der einzelnen Lichtschaltmaske 1 aktiv,
d.h. durchldssig bzw. transparent fiir die einfallenden
Lichtstrahlen, so treten diese entlang der Strecke g
der Lichtschaltmaske 1 aus und treffen auf einen Um-
lenkspiegel 11 bzw. 11', der die Lichtstrahlen liber das
zugehdrige Objektiv 7 auf die Abbildungslinie 6 umlenkt.

Fig. 2 zeigt eine schematische Schnittansicht des
Lichtmodulationskdrpers 2. Die Optik 10 enth&dlt in
einer Objektivfassung die beiden Reihen 8 und 9 der

Objektive 7, die innerhalb einer Reihe seitlich ver-
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setzt sind. In Fig. 2 ist die linke H#lfte gestrichelt
dargestellt, wodurch angedeutet werden soll, daB diese
Teile der Anordnung nicht in der Zeichen~ bzw. Betrach-
tungsebene sondern vielmehr dahinter liegen.

Durch den Versatz der Objektive wird ein schrd@ger Strah-
lenverlauf durch die Objektive méglich, wobei die Licht-
schaltmasken entlang der senkrecht zur Reihenebene
gedachten Linien A und B aufgestellt werden kénnen. In
davon abweichender Anordnung werden Umlenkelemente wie
Spiegel 11 und 11' in den Strahlengang eingebracht, so
daB nun die Lichtschaltmasken in den Linien A' und B' an-

geordnet werden kdnnen. Anstelle von Spiegeln k&nnen auch

Prismen vorgesehen werden. Es sind also insgesamt vier

Orte zum Aufstellen von Lichtschaltmasken bei dieser Aus-
fithrungsform méglich.

Eine andere Ausfiihrungsform des Lichtmodulationskdr-

pers 2 ist perspektivisch in Fig. 3 dargestellt. Diese
Ausfihrungsform unterscheidet sich von derjenigen nach
Fig. 1 nur dadurch, daR die Optik 10 aus einer einzigen
Reihe von Objektiven 7 besteht. Die {ibrigen Bauteile die-
ser Ausfiihrungsform sind identisch mit denjenigen der
Ausfihrungsform nach Fig. 1 und werden daher nicht mehr
beschrieben.

Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Ob-
jektivanordnung, die im Lichtmodulationskdrper 2 nach
Fig. 1 eingesetzt werden kann und die deutlich erkennen
15Rt, daB die Optik 10 aus zumindest zwei Reihen 8 und 9
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von Objektiven 7 besteht. Flir den Fachmann ist es selbst-
verstdndlich, auch mehr als zwei Reihen von Objektiven 7
vorzusehen, falls dies notwendig sein sollte. Die seitli-
che Versetzung der Objektive 7 innerhalb einer Reihe und
die seitliche Versetzung der beiden Reihen 8 und 9 zuein-
ander erfolgt in Ubereinstimmung mit einem vorgegebenen
Abbildungsmafstab der Lichtschaltmasken 1 durch die
Objéktive auf die gemeinsame Abbildungslinie 6, wie dies
aus den folgenden Ausfiihrungen zu entnehmen ist. Der Ab-
bildungsmagstab lautet fiir das einzelne Objektiv 7:

Hierbei ist Yy die halbe Linge einer abzubildenden
aktiven Zeile der Lichtschaltmaske 1, das ist gleich
die halbe Strecke g in den Figuren 1 und 3, yx' die
Projektion von Yy yz' der Abstand der optischen Achse
des Objektivs von der gemeinsamen Abbildungslinie 6
aller Lichtschaltmasken 1, und Y, der Abstand der opti-
schen Achse des Objektivs von der aktiven Zeile der
Lichtschaltmaske 1. Wie aus Fig. 4 ohne weiteres er-
sichtlich ist, lautet der Halbmesser R des Objektivs
dann:

R = Y?yx->2 + (yz')2 .

Dieser Halbmesser des Objektivs 7 ist bei dem gewdhlten
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AbbildungsmaBstab m' <1 groBer als der Halbmesser bei
einer linearen Anordnung der Objektive 7, bei welcher

diese unmittelbar aneinander anliegen.

In Fig. 5 ist eine weitere Ausfiihrungsform des Licht-
modulationskdrpers 2 gezeigt, der dhnlich zu der Aus-
fihrungsform in Fig. 1 ist, mit dem einen Unterschied,

dal alle Objektive in einer Reihe liegen.

Durch Einbringen von umlenkenden Elementen, n&mlich Spie-
geln 11,11' oder Prismen 12,12"' in den Strahlengang sind

insgesamt drei Orte C, D und E fiir die Anordnung von Rei-
hen aus Lichtschaltmasken méglich, wobei der Ort D im '

vorliegenden Fall der einzige ist, der von den mdglichen

Anordnungen von Modulationskdrpern zur Abbildung von

Lichtschaltmasken benutzt wird.

Bei der in Fig. 6 schematisch dargestellten Schnittan-
sicht einer weiteren Ausfiihrungsform des Lichtmodula-
tionskdrpers wird anstelle eines iiblichen Durchlicht~
Objektivs ein sogenanntes Spiegelobjektiv verwendet,
das sich aus zumindest einer optischen Linse 14 und
einem an diese anschliefenden Spiegel 15 zusammensetzt.
Ein derartiges Spiegelobjektiv besitzt im allgemeinen
eine geringere Bauhdhe als ein herkSmmliches Durch-
licht-Objektiv, so daB der Lichtmodulationskdrper 2
kompakter als bei den zuvor beschriebenen Ausfihrungs-—

formen ausgebildet werden kann.

Der Lichtmodulationsk&rper wird jedoch bei dieser Anord-
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nung nicht mehr quaderfdrmig ausgefihrt werden k&nnen,
vielmehr sind dann die Fl&adchen des Lichtmodulationsksér-
pers, die die Lichtschaltmasken 1 aufnehmen, ebenso wie

diese zur Horizontalen bzw. Vertikalen geneigt.

Die voranstehend beschriebenen Licitmodulationskérper 2
kénnen vor allem bei der Bebilderung von Druckplatten
mit ﬁagnetooptischen Modulatoren bzw. Lichtschaltmas-
ken, verwendet werden, um eine Bildqualitdt zu erhal-
ten, die lblicherweise nur durch die Bebilderung von
Druckplatten mit Lasern erzielt wird. Dabei ist es vor
allem erforderlich, jedem magnetooptischen Modulator
bzw. jeder Lichtschaltmaske ein eigenes Objektiv zuzu-
ordnen, da es erst dadurch mdglich wird, eine liicken-
lose Abbildung der aktiven Lichtschaltelemente der
einzelnen Lichtschaltmaske auf eine gemeinsame Abbil-
dungslinie mit entsprechend hoher Aufl&sung zu errei-
chen. Wird ein einziges Objektiv fiir die Gesamtheit
aller Lichtschaltmasken verwendet, so leidet darunter
die Auflssung erheblich und die bei Bebilderung der
Druckplatten erreichte Bildqualitdt entspricht nicht
den heutigen hohen Anforderungen.
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Patentanspriiche

'1l. Anordnung 2zur zeilenweisen Abbildung von Zeichen
mittels Lichtschaltmasken auf einen lichtempfindlichen
Aufzeichnungstrdger, mit einer Optik zwischen dem Auf-
zelchnungstrdger und den Lichtschaltmasken, dadurch
gekennzeichnet, daB die Optik (10) aus zumindest 2zweil
Reihen (8,9) von Objektiven (7) besteht, die innerhalb
einer Reihe mit Abstand zueinander angeordnet sind und
daB die Objektive (7) der Reihen zueinander auf Liicke

stehen.

2. Anordnung'nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB jedes Objektiv einer Reihe mit den zu beiden Seiten
angrenzenden Objektiven der benachbarten Reihe in Be-
rihrung steht.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf8 jeder Lichtschaltmaske (1) ein Objektiv (7)
zugeordnet ist, daB die Lichtschaltmasken und-die zuge-
hdérigen Objektive in einem quaderfdrmigen Lichtmodula-
tionskdrper (2) integriert sind, und daB die Licht-
schaltmasken in aufeinander senkrechten AuBenfl&chen
(3,4,5) des Lichtmodulationskdrpers (2) angeordnet
sind.

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf die seitliche Versetzung der Objektive (7)
innerhalb einer Reihe und die seitliche Versetzung

zweier Reihen (8,9) zueinander in Ubereinstimmung mit
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einem vorgegebenen Abbildungsmafstab der Lichtschalt-
masken (1) durch die Objektive auf eine gemeinsame
Abbildungslinie (6) erfolgt.

5. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daB die Objektive (7) im Inneren des Lichtmodula-

tionsk&rpers (2) zentral angeordnet sind.

6. Anordnung nach den Anspriichen 3 und 5, dadurch
gekennzeichnet, daBl den Lichtschaltmasken (1) optische
Umlenkelemente (11,11';:;12,12') im Inneren des Lichtmodu-
lationskdrpers (2) zugeordnet sind, welche die von den
aktivierten Lichtschaltmasken in verschiedenen Ebenen
hindurchgelassenen Lichtstrahlen {iber die Objektive (7)
auf eine gemeinsame Abbildungslinie (6) umlenken und

liickenfrei aneinandergereiht auf diese projizieren.

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB die optischen Umlenkelemente Spiegel (11,11"')
sind, deren Neigung zur Horizontalen verstellbar ist.

8. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daB als optische Umlenkelemente Prismen (12,12')

vorgesehen sind.
9. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daB die Objektive Spiegelobjektive aus zumindest

einer optischen Linse (14) und einem Spiegel (15) sind.

10. Anordnung zur zeilenweisen Abbildung von Zeichen
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mittels Lichtschaltmasken auf einen lichtempfindlichen
Aufzeichnungstrdger, mit einer Optik zwischen dem Auf-
zeichnungstrdger und den Lichtschaltmasken, dadurch
gekennzeichnet, daB die Optik (10) aus einer einzigen
Reihe von Objektiven (7) besteht, die innerhalb der

Reihe mit Abstand zueinander angeordnet sind.
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